


N SEC

e-beam pioneer

e

zwykie wyzwan

Od ponad 20 lat SEC CO., LTD rozwija i oferuje

urzgdzenia do inspekgc;ji i analizy. Od momentu zatozenia,
w 1991 roku, firma nieustannie rozwija najwyzszej jakosci
sprzet wykorzystujgcy do obrazowania wigzke elektronow.

Mozliwos¢ lokalnego pozyskiwania wszystkich
komponentow oraz ciggty rozwdéj nowych technologii
to cechy wyrdzniajgce firme SEC na tle Swiatowej
konkurencji, a umiejetnosc¢ elastycznego dostosowania
sie do zmian technologicznych pozwala oferowac¢
produkty spetniajgce nawet najbardziej wymagajgce
oczekiwania i potrzeby klientow.

Pionier w dziedzinie

wigzki elektronow

Firma specjalizujgca sie w technologii wigzki elektrow,
lider brazny w dobie dominacji nano (technologii)

| najwyzszej

Ustug

]
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»Wydajny, przyjemny
w uzytkowaniu mikroskop”

Opracowane przez firme SEC nastotowe skaningowy
mikroskop elektronowy (SEM)oferujg mozliwosci
petnowymiarowych urzagdzeh w kompaktowej formie.
Ponad 600 sprzedanych mikroskopow od momentu
wprowadzenia na rynek w 2006 roku swiadczg o duzym
sukcesie i popularnosci tego typu rozwigzan wsrod
globalnych klientéw firmy.

Nastotowe systemy SEM firmy SEC sg bardzo tatwy
w uzyciu nawet dla niedoswiadczonych operatorow.
Oprocz prostej obstugi, pozostate cechy wyrdzniajgce
urzgdzenia to szybka analiza danych, krétki czas
wytwarzania prézni i obrazy o bardzo wysokiej jakosci.




Ustugi najwyzszej jakosci
& Niezwykte wyzwanie!

W poszukiwaniu najlepszych rozwigzan!
Na wtasciwe] drodze! Nieustepliwie wierzac!

& SEC

e-beam pioneer

2017 ~ Historia firmy

Wprowadzenie na rynek akceleratoréw liniowych

2012 ~ 2016

Opracowanie hybrydowego
generatora rentgenowskiego

Przekroczenie progu 1,000 sprzedanych
systeméw do inspekcji rentgenowskiej

2009 ~ 2012

Opracowanie liniowego systemu tomografii komputerowej 2D
Rozwiniecie technologii Nano-Focus

2006 ~ tll
Opracowanie generatora rentgenowskiego ot
(jako pierwsza i jedyna firma w Korei)

2000 ~ 2005
Rozwinigcie linii systemow
do inspekgji rentgenowskig}:

1991 ~1999

Zatozenie firmy SEC Enginee ool
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Czym s3a nastolowe skaningowe
mikroskopy elektronowe?

5 modeli zréznicowanych
pod katem wymagan
dotyczacych obrazowania
— od podstawowych

do najbardziej
zaawansowanych

Szybkie i wysokojakosciowe
obrazowanie

zmiana cis$nienia komory
preparatowej w ciagu
3 minut i podci$nienia
w ciggu 1 minuty

Gléwne
cechy

i

tatwa instalacja
i bezproblemowy transport
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Potprzewodniki, elektronika,

Materialoznawstwo komponenty motoryzacyjne

ustawienie systemu w ciggu
30 minut, zminimalizowana
powierzchnia robocza

I o SN

Obnizone koszty
utrzymania i serwisowania
w poréwnaniu
do petnowymiarowych
systemow
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Mikroanaliza pierwiastkowa
wykorzystujaca technike
spektroskopii
z dyspersja energii

metale, ceramika, produkty
farmaceutyczne, witdkna,
nanorurki, akumulatory
i baterie g

elementy polimerowe,
wyswietlacze, nanoptytki
- «potprzewodnikowe, pakiety,
“struktury, PCB, OLED

Zastosowania

DN {9

. . Biokomponenty / Zywnosé
Srodowisko naturalne o e

| Energia / Edukacja
/ Medycyna

biomedycyna, biologia,
rosliny, organizmy,
bakterie, kosmetyki
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SNE-4500Plus SNE-4500M

SNE-3200M SNE-3000MS

Wilasciwosci

SNE-4500M Plus(A) | SNE-4500M Plus(B)

Rozdzielczos¢ 5nm

Powiekszenie 150,000x

elektrondéw wtérnych (SE)

/ elektronow wstecznie
rozproszonych (BSE)

Wysokie / Niskie

Detektor elektronow wtoérnych (SE)

Podcisnienie Wysokie

Uchwyt preparatowy X, Y, R, Z, T: W petni zmotoryzowany

Specyfikacja

X, Y, R, Z, T : Obstugiwany recznie

SNE-4500M SNE-3000MS SNE-3200M

15nm

100,000x 60,000x

elektrondéw wtérnych (SE)

/ elektronéw wstecznie
rozproszonych (BSE)

Wysokie / Niskie

elektrondéw wtérnych (SE)
Wysokie

X, Y, R : Obstugiwany recznie

Zakres przesuwu
uchwytu
preparatowego

Maks. rozmiar
preparatu

Kamera

Apertura soczewek
obiektywu

Zrodto wigzki
elektronowej

Napiecie
przyspieszajace

Tryb wyswietlania

Automatyczne
funkcje

Format obrazu

Pompa podcisnienia

Z:0~40mm
T:-45~90°

X, Y : 40mm
R:360°

80 mm(dt.) / 50 mm (wys.)

X, Y : 40mm
R:360° T:0~45°
Z:0~35mm

X, Y :35mm R:360°

80 mm(ct.) 70 mm(dt.) / 30 mm (wys.)

/35 mm (wys.)
Gérna
30, 50, 50, 100pm (Zmienna) 200um (Pojedyncza)
Wycentrowany zarnik wolframowy
1kV ~30kV (1/5/ 10/ 15/ 20/ 30) - Szesciostopniowe
320x240/640x 480/ 1,280 x 960 /2,560 x 1,920/ 5,120 x 3,840
Start, powigkszenie, stygmator, kontrast i jasno$¢
BMP, JPEG, PNG, TIFF

Rotacyjna + turbomolekularny (w petni zautomatyzowana)
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SNE-4500M Plus

Model SNE-4500M zapewnia tatwos¢ uzytkowania

i najwyzszg wydajnos¢ wsrdd systemow SEM oferowanych
przez firme SEC. Dzieki w petni zmotoryzowanemu
uchwytowi preparotowemu oraz goérnej kamerze CCD,
manipulowanie probkg i jej precyzyjne okreslenie jej
potozenia jest wyjgtkowo proste i szybkie. SNE-4500M
oferuje zakres powiekszen do maks. 150 000x i jest
optymalnym rozwigzaniem do przeprowadzania analiz
przekrojowych czy badan powierzchni z uwagi na szeroki
wachlarz dostepnych narzedzi do analizy sktadu.

Typ A: Detektor elektronéw wtérnych (SE) wykorzystujgcy
wysokie podcisnienie

Typ B: Detektor elektrondw wstecznie rozproszonych (BSE)
wykorzystujgcych wysokie i niskie podcisnienie

»,Mechanizm przechylania uchwytu preparatowego od — 45° do 90°”

N SHC A500M Plus

Tryb kamery nawigacyjnej u;igvl;tlj(zfe’;;zri:x:go Funkcja zapisu ustawien

Pojedynczy obraz prébki: 5-osiowy — X, Y, R, Z, T zakres ruchu, Zapisz do 6 ustawien lokalizacji, a po
Funkcja zapisu obrazu / obrét obrazu. regulacja predkosci silnika, powroét do przywréceniu jednej z zapisanych receptur
pozycji poczatkowej, funkcja antykolizyjna. — ponownie przeanalizuj ten sam obszar

wykorzystujgc zapisane ustawienia.
Funkcja oferuje mozliwo$¢ zapisania
warunkéw analizy SEM i ponownego jej
wykonania w tych samych przywréconych
warunkach.
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SNE-4500M

SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Nastotowy skaningowy
mikroskop elektronowy
o wysokiej rozdzielczosci

Wysoka zdolno$¢ rozdzielcza systemu pozwala na inspekcje
probek w czasie rzeczywistym i osiggniecie powiekszenia rzedu
nawet do 100 000x. Uzyskanie wysokiej jakosci obrazéw
wyjatkowo matych elementow i czastek jest mozliwe dzigki
zastosowaniu standardowej zmiennej przystony zmiennej

(30, 50, 100um) i optymalnego pozycjonowania prébki

z dookdlnym 5-osiowym zakresem ruch uchwytu preparatowego.

Zaawansowany skaningowy
mikroskop elektronowy
o wysokiej rozdzielczosci

System wykorzystujgcy dwa detektory - SE i BSE do analizy
obrazu SEM, zapewniajgc wszechstronne mozliwosci badania
szerokiej gamy typow prébek. Oba tryby prézni - wysokiej

i niskiej (z redukcjg napiecia) sg standardem, umozliwiajgc
analize nieprzewodzacych prébek bez powtoki metalaliczne;.

Podstawowy skaningowy
mikroskop elektronowy
o wysokiej rozdzielczosci

Najbardziej ekonomiczny model o optymalnej specyfikacji dla
podstawowego obrazowania SEM. System jest gotowy do
obrazowania prébki w ciggu 3 minut od jej zatadowania.
Funkcja analizy EDS jest dostepna rowniez w jako opcjonalne
wyposazenie systemu w podstawowej konfiguracji umozliwiajgc
przeprowadzanie precyzyjnej mikroanalizy elementarne;j.




Podstawowe cechy

SEM UI

N SHE 4500M

Zorientowane na uzytkownika oprogramowanie zapewnia tatwy do opanowania i wygodnie zorganizowany interfejs.

Czytelne komendy —
i proste instrukcje eksploatacyjne Emission Curent | 000uA

Accelerating Voltage

Wybierz warto$¢ napiecia przyspieszajacego, 30KV
tryb pracy detektora i prozni — Uruchom wigzke

&

Ustaw préobke przy pomocy uktadu sterujgcego
przesuwem uchwytu preparatowego

Dostosuj kontrast i jasnos¢

Wybierz tryk skanowania i zapisz obraz
w wysokiej rozdzielczosci

Ustaw powiekszenie i wyreguluj ostro$c

Opcje obrazowania i ustawienie trybu pracy »
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SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Szeroki zakres napie¢ przyspieszajacych

Warto$ci napiecia w zakresie 1/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30kV umozliwiajg uzyskanie obrazéw w opytamalnych warunkach
dla kazdego rodzaju proébki.

5kV / 500x 30kV / 500x

5kV / 50x 30kV / 50x

Funkcje dodatkowe

tatwa obstuga dzieki funkcjom automatycznego ustawiania ostrosci, jasnosci i kontrastu.

Tryb podwojnego widoku przedstawia jednoczesnie obrazy SE / BSE
i selektywnie zapisuje obrazy detektora.

Graficzny interfejs uzytkownika (GUI) oferuje narzedzia do pomiaru ksztattu, kata
i wielkosci probki oraz narzedzia do edycji jasnosci i kontrastu zapisanych obrazow.

Polecenia skrétow klawiszowych pozwalajg na bardziej precyzyjne
i szybkie obrazowanie SEM.

Analizator obrazu umozliwia obstuge programéw do analizy i pomiaru obrazéw,
takich jak widok 3D, automatyczne zliczanie i koloryzacja.

-~ - I~ -




Spektroskopia z dyspersja energii (EDS)

Spektroskopia z dyspersja energii (EDS) jest opcjonalnym narzedziem do analizy sktadu probki. EDS umozliwia
przeprowadzanie jakosciowej i ilosciowej analizy elementarnej poprzez wykrywanie charakterystycznych promieni
rentgenowskich generowanych w wyniku wzbudzenia wigzki elektronéw przez strukture atomowg. Detektory EDS mogg by¢
instalowane we wszystkich modelach SEM firmy SEC i sg dostepne zaréwno z pakietem podstawowego, uproszczonego
oprogramowania EDS, jak i bardziej zaawansowanymi rozwigzaniami spektroskopowymi od uznanych w branzy
producentéw EDS.

Gléwne cechy

Detektor typu SSD
— nie wymaga ciektego azotu (LN2)

Mozliwos$¢ analizowania
jasnych obiektéw w wysokie rozdzielczosci

Wiarygodne wyniki ilosciowej analizy elementarnej
na podstawie masy lub atomow

Przyjazny interfejs uzytkownika
z szybkg i prostg obstugg

Gtoéwne funkcje urzadzenia obejmujg m. in. narzedzia
do mapowania elementow, analizy punktow, skanowania linii
czy automatycznego raportowania

NN NN

Specyfikacja

o e E

Producent
Typ detektora Dryftowy detektor krzemowy (SDD) Ultra-thin Silicon Nitride (Si,N,) Window
Rozdzielczo$¢ pomiaru energii Mn ka <129 eV
Aktywny obszar detektora 33 mm? 25 mm?
Zakres detekg;ji Boron (5) ~ Americium (95)
Wydajnos$¢ przesytowa X-ray > 150 000 cps > 100 000 cps
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SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Oprogramowanie EDS

O Marvwees B w "

- M mi =TE
i
Pt i AR ik RN T

5 =

Szybkie i precyzyjne wyniki analizy
jakosciowej lub ilo$ciowej

z automatyczng dekonwolucjg
zapewniajg wyzszg doktadnosé

i wiarygodne wyniki dla okreslonego
obszaru lub analizowanego punktu.

Potrn v RE e M R

il
i

Tryb skanowania linii zapewnia
poréwnawczg analize elementarng
wzdtuz linii zdefiniowanej przez
uzytkownika z profilami sktadnikéw
reprezentowanymi graficznie.
Narzedzie doskonale sprawdza sie
w badaniach grubosci przekroju
poprzecznego i zmian
przeksztatceniowych sktadnikéw.

dauil =

Analiza jakosciowa lub ilosciowa Skanowanie linii Mapowanie
3 £ e A e - o] P L] & 0w T e R -

Umozliwia tworzenie kolorowych
map z kolorowymi oznaczeniami
reprezentujgcymi rozktad
skfadnikow i ich rozmieszczenie
w obszarze probki.

Raportowanie

Raporty dostepne w wielu formatach i edytowalne

oczekiwanymi danymi.

Skfadnik | Masa | L.at. % | Intensywnosc netto | Btad %
@) 1.54 5.66 68.23 11.83
Si 2.62 5.50 152.87 9.59
Cl 0.52 0.86 41.08 15.79
Ag 1.97 1.08 85.82 10.24
Fe 2.18 2.30 114.16 8.88
Ni 1.33 1.34 43.87 13.53
Cu 89.83 83.27 2061.44 2.20
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Zastosowania systemow SEM
| przyktadowe obrazy

Pétprzewodniki i elektronika

Plytka potprzewodnikowa

truktura elastycznych Struktura
obw. druk. (FPCB) modutéw radiowych Powierzchnia wytrawiana Potaczenie LED

Energia i chemia

Tlenek kobaltu

Ogniwo stoneczne Nanorurka weglowa (CNT)

Materiaty

€

€ 3
'@ e

«@
€
(C

Ditlenek krzemu Proszek diamentowy Farmaceutyk
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SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Komponenty motoryzacyjne i metale

. Wytrawioné
Plastik powierzchnia metalu

WYtrawiona stal Blokada

= L ; [ A TR 7 A8
Emulsja Makaron typu instant Bakteria plytki nazebnej

e

S, O
VY
<1 &

L S

')

-
e

Pytek kwiatoWy : Mréwka

) o 7,
L SR i '

Mikroalga 27 Fauna morska Stupek kWiéta Skrzydto motyla
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POROWNANIE obrazéw uzyskanych
za pomocg detekcji elektronow
wtoérnych (SE) i elektronow wstecznie
rozproszonych (BSE)

Elektrony wtérne (SE) Elektrony wstecznie rozproszone (BSE)

Obrazy uzyskane za pomocg detekcji elektrondw wtérnych Obrazy uzyskane za pomocg detekcji elektrondw wstecznie
przedstawiajg topografie powierzchni w najdrobniejszych rozproszonych przedstawiajg kontrastem mas atomowy
szczegotach. Z jasnoscig reprezentujgcg liczbe atomow.

Pétprzewodniki i elektronika

LR

e

Obraz BSE

Obraz SE

Stop metalu

Obraz SE
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SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Przetwarzanie obrazow
w wysokiej rozdzielczosci

Modele SEM firmy SEC zapewniajg obrazowanie w czasie rzeczywistym z zakres powiekszenia do 150 000x.
Wysoka rozdzielczo$¢ obrazowania nastotowych skaningowych mikroskopow elektronowych i optymalne ustawienia
pod katem specyfiki probek sg uzyskiwane poprzez regulacje wartoscig napiecia przyspieszenia.

Proszek lantanowy Ceramika

L

Powigkszenie 100 000x
z napieciem przyspieszenia 15kV

Powigkszenie 100 000x
Z napieciem przyspieszenia 30kV

Nanorurka weglowa Dwutlenek tytanu

Powigkszenie 100 000x Powiekszenie 100 000x
z napieciem przyspieszenia 30kV z napieciem przyspieszenia 20kV

Akumulator

‘1‘ ¢ /,,-“ . -rf"/““rﬂﬂ.
Powiegkszenie 100 000x
z napigciem przyspieszenia 15kV

Powiekszenie 100 000x
z napieciem przyspieszenia 10kV
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Wyposazenie opcjonalne

Urzadzenie do napylania jonowego

Podstawowy model
MCM-100P do szybkiego nanoszenia powtoki

Zmotoryzowany uchwyt

Napylarka umozliwia obrazowanie nieprzewodzgcych prébek

w trybie wysokiej prézni w celu uzyskania obrazu o najwyzszej
rozdzielczosci. Urzadzenia napylajace zwiekszajg przewodnosé
przez nanoszenie na badang probke powtoki metalicznej —

warstwy srebra (Au), lub platyny (Pt) o grubosci kilku nanometréw.
Wyzsza przewodnos¢ zwieksza ilos¢ generowanych elektronow
wtornych i pozwala na uzyskanie obrazéw o wyzszej rozdzielczosci.

Materiat powtokowy Srebro (Au) lub Platyna (Pt)

Zaawansowany model
MCM-200 Z panelem sterujgcym

\ ¢
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Zmotoryzowany uchwyt preparatowy jest opcjg dostepng dla
wszystkichmodeli SEM i znaczgco zwieksza wydajnos¢
obrazowania, umozliwiajac uzytkownikowi sprawne
manipulowanie probkg w celu szybkiej identyfikaciji
interesujgcych cech. Uchwyt moze by¢ sterowany za pomocg
drazka sterowniczego typu ‘joystick’ lub przez klikniecie na
wybrany punkt obrazu i jego wycentrowanie.

Modele

SNE-3200M SNE-3000M




SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Detektor elektronéw wstecznie rozproszonych (BSE)

1 EDENAY
Tryb analizy sktadu topografii powierzchni

Przy wykorzystaniu podwéjnych detektoréw SE i BSE, oprogramowanie pozwala na tworzenie obrazéw kompozytowych
przedstawiajgcych zaréwno topografie powierzchni, jak i analize struktury prébki na jednym tréjwymiarowym.

4-kanatowy typ staty: 4 segmentowa dioda silikonowa

Tryb niskiego podcisnienia

P

Wysokie podcisnienie (SE) /

Niskie po&cis’nienie (BSE) Powtoka z warstwy-srebra

Analiza probek nieprzewodzgcych NIE wymaga nanoszenia powtok przewodzgcych.

Tryb redukcji dotadowania (BSED + niska préznia)
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Specyfikacja techniczna skaningowych
mikroskopow elektronowych (SEM)

Przyktadowy ukiad instalacji

800 560

100 ~240VAC Pompa rotacycjna

|

|

SEM

Giebokosé: 705

PC

390

Stot

1,000

i .. Standardowe wyposazenie
Warunki instalacji

|18 | www.seceng.co.kr



DN L

R = 48 - BB i -t d e e - NG L S S LB e R e ===

]
I
I
un.l.l !
r |
i I
§ n
3 '
| ! I
| i '
I
f i
1 j i
| ]
o ;
)
= |
) |\ ]
G |
T o .
L& Th i
. I
]
A I
|
||||||||||||||||||||| »
3 '
'
|
I
'
I
[
l
'
I
'
'
|
]
I
'
'
I
1
'
|
I
'
]
'
'
l
'
'
'
'
'
'
]
1
w3 e
g
lllllllllllllllllllllllllllll = 1
'
I
I
]
'
. I
e i
.,_...f.
- by
% a4
I . i
J -
i U
%" )
A i
X v
+ ..t. m
... /..., )
) |
A '
3 I
| el
1 b
oy ! ]
LSRR s Saas\y Teaps o - < = Jh ==



Superior

£ Service
S Sec
Challenge!




